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" Radny Lubin, dnia 16.09.2019r.

Grzegorz Zielinski

Na podstawie § 12 ust. 1,3 i 4 Statutu Miasta Lubina skiadam INTERPELACJE/ZAPYTANIE

skierowanga do:

PREZYDENTA MIASTA LUBINA/ PRZEWODNICZACE) RADY MIEJSKIEJ (wtasciwe zaznaczy¢)

Przedstawienie stanu faktycznego: Interpelacja jest motywowana ucigzliwym dla
mieszkaricéw procesem utylizacji odpadéw w obrebie miasta Lubina. Mianowicie,
problematycznym jest proces technologiczny, a konkretnie moment, w ktorym wietrzone s3
tzw. ,komposty”. Tozsamy temat jest przerabiany w wielu miejscach w Polsce i jest
nieunikniony, albo raczej byt nieunikniony, do momentu rozpoczgcia uzytkowania
komercyjnego urzadzern MOS, opartych o polski patent, w ktérym dostrzegtem réwniez
potencjat dla naszej sprawy.

Mianowicie mowa o oczyszczalniach gazéw z wykorzystaniem urzadzeri MOS polskiej
firmy Aton-HT SA. Jest to technologia polegajaca na dopalaniu niepozadanych gazéw
technologicznych, ktére sa skutkiem ubocznym wielu proces produkcyjnych. W zataczeniu
przekazuje szczegétowe opracowanie dotyczace przedmiotowej propozycji. Reasumujgc,
mozliwa jest utylizacja gazu, a co za tym idzie odoru, za pomoca zamieniajacych gaz w ciepto
mikrofal. Technologia ta zaczyna by¢ jui wykorzystywana przez samorzady oraz Spotki
Miejskie zajmujace sie utylizacja odpadéw, a firmy produkcyjne z réznych branz, uzytkujg z
powodzeniem tego typu urzadzenia. W najblizszej okolicy naszego miasta mamy przyktad
podobnej, $wietnie sprawdzajacej sig instalacji, dzigki ktorej produkcja asfaltow jest zupetnie

nieodczuwalna dla mieszkarncow; mianowicie mowa o firmie Total w Scinawie.




Wynikajace pytania:
1) Czy Gmina Miejska Lubin lub Gmina przy wspotpracy ze Spétka Miejska Mundo,
rozwaza zapoznanie sig z poruszong przeze mnie propozycja, a jeéli nie, to dlaczego?

Pozostaje do dyspozycji i gotowosci do spotkania w przedmiotowej kwestii.

(podpis skfadajgcego interpelacje/zapytanie)
Objasnienia:

Interpelacja dotyczy spraw o Istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawiera¢ krétkie przedstawienie stanu faktycznego
bedacego jej przedmiotem oraz wynikajgce z niej pytania.

Zapytanie skfada si¢ w sprawach aktualnych problemow gminy, a takze w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
Zapytanie powinno zawieraé krétkie przedstawienie stanu faktycznego bedacego jego przedmiotem oraz wynikajace z niego pytania,



0CZYSZCZANIE GAZOW, LIKWIDACJA ODOROW - URZADZENIE MOS

Urzadzenie do dopalania zanieczyszczen w gazach wylotowych = MOS. Numer zgtoszenia

patentowego - P-384958

Wynalazek dotyczy urzadzern do dopalania zanieczyszczeh w gazach wylotowych. Ma ono
zastosowanie do utleniania gazéw wylotowych z piecow, spalarni odpadow, urzadzen do obrdbki
termicznej niektérych substancii, z lakierni, instalaci emitujacych ucigzliwe odory iinnych zrodet

emitujacych zanieczyszczone gazy wylotowe.

Opracowane reaktory MOS to proste w konstrukcji urzadzenia do dopalania zanieczyszczen
gazach wylotowych z instalacji przemystowych — pozbawione sg wad znanych urzadzen opartych
na metodzie dopalania zanieczyszczen za pomocga dodatkowych palnikéw gazowych lub olejowych.
Urzadzenie MOS do dopalania zanieczyszczen w gazach wylotowych zawierajace reaktor w postaci
pojemnika ze zloiem z porowatego materiatu, z wlotem i wylotem gazéw wylotowych oraz z co
najmniej jednym promiennikiem mikrofalowym potgczonym z generatorem mikrofalowym,
a reaktor ten pofaczony jest z wymiennikiem ciepta. Urzadzenie wypetnione jest ztozem w postaci
goracych ksztattek ceramicznych, o temperaturze 1000 - 1500 °C. Reaktor posiada

wielowarstwowa izolacje cieplng z materiatu stabo pochtaniajgcego promieniowanie.

Reaktory MOS dzieki swej uniwersalnosci stosowane s3 w praktycznie wszystkich (opisanych

w dalszej czesci) procesach technologicznych opracowanych i wdrozonych w firmie ATON-HT SA.




Rys.1 Schemat i wymiary urzadzenia ATON MOS 20/9/3 (Dwie z trzech kolumn)
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Rys.2 Schemat i wymiary urzadzenia ATON MOS 20/9/3 (dwie z trzech kolumn)

OPIS TECHNOLOGII

Oksydacja gazéw wylotowych metodq opartg na opisanej wczesniej technologii MOS
realizowana jest w rektorach MOS. Sa to proste konstrukcyjnie urzadzenia do dopalania
zanieczyszczeh w gazach wylotowych z instalacji przemystowych pozbawione wad dotyczacych
znanych urzadzen tego rodzaju. Skonstruowane s w postaci izolowanego korpusu ze ztozem ze
specjalnego materiatu ceramicznego pochtaniajacego mikrofale, Materiat ceramiczny umieszczony
wewnatrz komory reaktora MOS nagrzewany jest mikrofalami do temperatury od 1000°C do
1500°C i oczyszczane gazy poprocesowe w trakcie turbulentnego przeptywu przez to zfoze
ceramiczne s nagrzewana do wysokich temperatur w Srodowisku utleniajgcym. Silnie nagrzana

ceramika ma przy tym dodatkowe dziatanie katalizujace proces oksydacji.




Celem ograniczenia strat energii z goracej ceramiki wewnatrz reaktora $cianki metalowe
posiadaja dodatkowg izolacje termiczng z innej specjalnej ceramiki charakteryzujacej sie dobrg

izolacyjnoscig cieplng i jednoczeénie nie pochfaniajacej mikrofal.

Technologia oksydacji gazéw wylotowych oferowana przez ATON-HT SA wykorzystuje nastepujace
metody chronione zgtoszeniami patentowymi: MTT (P377957, PCT/PL2006/000075) oraz MOS (P-
384958).

Najczgsciej stosowane sg dodatkowe komory dopalajace - wyposazone w jeden lub kilka palnikéw

gazowych przeznaczonych do dodatkowego dogrzewania oczyszczanych gazow.
Inng metoda jest zastosowanie kosztownych katalizatoréw ceramicznych z metalami ziem rzadkich.

Obie wymienione metody majg jednak szereg ograniczen i wad. Miedzy innymi wymagaja

dodatkowego zastosowania rozbudowanych instalacji odpylajacych.

Polski patent PL 165728 znane jest urzadzenie do usuwania kwasnych zanieczyszczen
zprzemystowych  gazéw odlotowych  przy jednoczesnym  uiyciu wiagzki przyspieszonych
elektronéw i energii mikrofalowej, charakteryzuje sie tym, ze poza doprowadzeniem wigzki
elektronéw, urzadzenie to zasilane jest strumieniem energii  mikrofalowej. Wprowadzajac
impulsy energii mikrofalowej o czestotliwosci 200 do 10.000 MHz w obszar komory reakcyjnej
za posrednictwem falowodu umieszczonego w  bocznej  $ciance komory  reakcyjnej
w ptaszczyznie prostopadiej do pfaszczyzny strumienia przyspieszonych elektrondw uzyskuje

sig zwigkszenie iloéci elektronéw swobodnych w tym obszarze.

Polski patent PL 168160 znany jest sposéb pirolizy odpadéw, ktére nie ulegajg ogrzewaniu pod
dziataniem promieniowania mikrofalowego, polega na: (a) zetknieciu odpadkéw w atmosferze,
zasadniczo zapobiegajacej powstaniu ptomienia, z warstwa weglowego materiatu sproszkowanego,
ktéry nadaje sie do' nagrzewania promieniowaniem mikrofalowym i (b) nagrzewaniu materiatu
sproszkowanego za pomoca napromieniowania mikrofalami w ten sposéb, ze energia cieplna
przenosi sig z materiatu sproszkowanego do odpadow tak, aby wywota¢ zasadnicza pirolize odpadow,
przy czym odpady s3 dostarczane do gornej czesci warstwy materiatu sproszkowanego tak aby

odpady przesigkafy przez tg warstwe i ulegaty pirolizie w tej warstwie.



Amerykanski patent US 6 015 540 (S.R.McAdams i inni) znane jest réwniez urzgdzenie do
przeprowadzania reakcji termicznych w ztozu chemicznie obojetnego, porowatego materiatu,
zawierajace: naczynie, w ktérym znajduje sie ztoze, jedng lub wiekszg liczbe rur doprowadzajacych,

korzystnie izolowanych zewnetrznie w czesci przechodzacej przez naczynie, oraz wylot, a takze

wypetnienia, w postaci wewnetrznych elementow grzejnych, do nagrzewania zfoza.

PRZEWAGA KONKURENCYJNA.:

Znane urzadzenia nie zapewniajg dostatecznie efektywnego i szybkiego dopalania
zanieczyszczen w gazach wylotowych z instalacji przemystowych. Sa one kosztowne i/lub posiadajg

skomplikowang budowe.

Ponadto reaktory MOS montowane sg standardowych kontenerach i mogg by¢ ustawiane
bezposrednio przy piecach, spalarniach lub innych urzadzeniach wytwarzajgcych spaliny.

Warto tu jeszcze podkresli¢, e reaktory MOS stosowane sg praktycznie we wszystkich
urzadzeniach do termicznego unieszkodliwiania odpaddéw opracowanych w firmie ATON, a takze
moga stanowi¢ wyposazenie innych istniejgcych instalacji emitujacych szkodliwe gazy.

Innym zastosowaniem reaktorow MOS jest usuwanie ucigzliwych odorow powstajacych
w réznorodnych procesach technologicznych, np. w lakierniach, przy produkcji wielu substancji
chemicznych, w przemysle spozywczym itp. Przyktadem moze by¢ bardzo skuteczne zastosowanie
reaktorébw MOS w instalacjach do produkcji asfaltu (testy dla firmy TOTAL. Takich mozliwosci

zastosowar nie majg inne znane technologie oczyszczania gazow.

)

Urzadzenie MOS - dwu kolumnowe
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Urzadzenie zapewnia redukcje zawarto$ci substancji smolistych o min. 99% oraz
spetnienie norm zawartych w tabeli ponizej.

H.S

stezenie w warunkach
umownych [mg/m3y]

1611,9171| 1462,4171 | 1349,9235

Standardy emisyjne w mg/m’, przy
zawartosci 11 % tlenu w gazach
. odlotowych
L.p. Nazwa substancji =
] Srednie
Srednie . :
trzydziestominutowe
dobowe
A B
1. | Substancje organiczne w postaci gazéw i par wyrazone 10 20 10
jako catkowity wegiel organiczny
2. | Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na
dwtisnalk S 2 . -
wutlene a.zot‘u z |str1tg!acych mstalar:‘jl o zdolnosci 200 406 200
przerobowej wiekszej niz 6 Mg odpaddow spalanych w
ciggu godziny lub z nowych instalacji
Tabela 1. Sprawnosci urzadzenia MOS
UNOS EMISJA
1 2 3 1 2 3
stezenie w warunkach | 305 6681 | 293,3178 | 280,9678 | 80,3307 | 74,1513 | 71,0617
umownych [mg/m3]
frednie stezenie w 293,3179 75,1812
warunkach umownych
[mg/m?*]
9,: emisja [kg/h] 0,0339 0,0346 0,0326 0,0028 | 0,0029 | 0,0031
$rednia emisja 0,0337 0,0029
(kg/h]

wi

Tpon. 0,25 | pon. 0,25

[kg/h]

Srednie stezenie w 1474,7526 pon. 0,25
warunkach umownych
[mg/m?]
emisja [kg/h] 0,1789 0,1726 0,1566 | pon.ozn | pon.ozn | pon.ozn
$rednia emisja 0,1694 pon.ozn




stezenie w warunkach
umownych [mg/m?3y]

731,0554 | 590,1133 | 595,3822

10,5448

9,2267

[ke/h]

$rednie stezenie w 638,8503 9,2267
warunkach umownych
[mg/m?*]
8 emisja [kg/h] 0,0811 0,0696 0,0691 0,0004 | 0,0004 | 0,0003
$rednia emisja 0,0733 0,0004

stezenie w warunkach
umownych [mg/m?3y]

stezenie w warunkach 16,7622 | 16,2021 | 0,1098 |pon.0,09 | pon. 0,09
umownych [mg/m?]
Srednie stezenie w 11,0623 0,1098
warunkach umownych
[mg/m3]
]
5 emisja [kg/h] 0,0000 0,0020 0,0019 |0,000004| pon.ozn | pon.ozn
=
2
$rednia emisja 0,0013 0,000004
[kg/h]
99,6
stezenie w warunkach 8,1524 46,3529 77,2402 | pon.0,1 | pon.0,1 | pon.0,1
umownych [mg/m3y]
$rednie stezenie w 43,9152 pon. 0,1
warunkach umownych
[mg/m?u]
g
B2 emisja [kg/h] 0,0009 0,0055 0,0090 | pon.ozn | pon.ozn | pon.ozn
=
$rednia emisja 0,0051 pon.ozn
[kg/h]

pon. 0,19 | pon. 0,19 | pon. 0,19

$rednie stezenie w
warunkach umownych

[mg/m3u]

0,5533

pon. 0,19

emisja [kg/h]

pon.ozn

0,0000 0,0002

pon.ozn

pon.ozn

pon.ozn

$rednia emisja

[ke/h]

0,0001

pon.ozn

-, e L




stezenie w warunkach 8,6357 43,7442 | 43,0300 | pon.0,1 | pon.0,1 | pon.0,1

umownych [mg/m3y]

$rednie stezenie w 31,8033 pon. 0,1

warunkach umownych '

[mg/msu]

i~
§ emisja [kg/h] 0,0010 0,0052 0,0050 | pon.ozn | pon.ozn | pon.ozn
=

$rednia emisja 0,0037 pon.ozn

[kg/h]

stezenie w warunkach | 16 7837 91,6711 |124,7355 | pon.0,2 | pon.0,2 | pon.0,2
g umownych [mg/m?3y]
g. $rednie stezenie w 77,7301 pon. 0’2
= warunkach umownych
£ [mg/ms]
; emisja [kg/h] 0,0019 0,0108 0,0145 | pon.ozn | pon.ozn | pon.ozn
5
= $rednia emisja 0,0091 pon.ozn
% [kg/h]
-4

stezenie w warunkach 0,0879 0,0769 0,0576
umownych [mg/m3y]
Srednie stezenie w 0,0842 00461
warunkach umownych !
[mg/méy]
=
g emisja [kg/h] 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 |0,000002 |0,000002 |0,000002
L
$rednia emisja 0,000010 0,000002
[kg/h]

[kg/h]

stezenie w warunkach 24,8570 54,5800 pon.
umownych [mg/m3] 0,096 0,096
§rednie stezenie w 27,3482 pon. 0,096
= warunkach umownych
"E, [mg/m?3y]
=
': emisja [kg/h] 0,0003 0,0029 0,0063 | pon.ozn | pon.ozn | pon.ozn
g $rednia emisja 0,0032 pon.ozn




stezenie w warunkach pon. 0,10
umownych [mg/m?y]

09161

pon. 0,10 | pon. 0,10 | pon. 0,11

stezenie w warunkach | 450,0187 |1070,4008 [ 2111,0348 | pon. 0,32 pon. 0,32 | pon. 0,32
o umownych [mg/m?3]
-]
8 Srednie stezenie w 1210,4848 pon. 0,32
fy warunkach umownych
2 [mg/m?]
w
E emisja [kg/h] 0,0500 0,1263 0,2449 | pon.ozn | pon.ozn | pon.ozn
.§ Srednia emisja 0,1404 pon.ozn
£ [ke/h]
@
2

PRZYKLADOWE ZASTOSOWANIA:

System utylizacji gazow bojowych = MASKPOL POLSKA

$rednie stezenie w 1,1969 pon. 0,10
warunkach umownych :
E [mg/m?y]
=
2 emisja [kg/h] pon.ozn 0,0001 0,0003 | pon.ozn | pon.ozn | pon.ozn
o
% srednia emisja 0,0002 pon.ozn
[kg/h]
99,




System oczyszczania gazow wtrakcie przepomnowania gazéw z tankowcéw do cystern — OVI— Ryga

- totwa

REKUPERATOR
REKUFERATOR SPALINY-WODA
SPALINY-POWIETRIE .

SEGMENTY ATON 2
1 GENERATORAMI




Oczyszczanie gazéw podczas proceséw spiekania — IMZ — Poland

1. Instytut Metalurgii Zelaza im. St. Staszica w Gliwicach - Urzadzenie do dopalania

gazow po procesie spiekania rud zelaza.







2. Terminal asfaltéw drogowych TOTAL Polska w Scinawie - Urzadzenie do likwidacji

odoréw.
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